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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月10日(2010.6.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動子の重量変化を測定することによって、蒸着室内で被蒸着基板に蒸着される薄膜の
膜厚を検知する膜厚検知装置において、
　前記蒸着室内に配置された複数の振動子と、
　前記複数の振動子をそれぞれ、前記蒸着室内の作動位置と不作動位置との間で移動させ
る移動手段と、
　前記不作動位置において、各振動子に付着した蒸着材料を脱離させる再生手段と、
　前記作動位置において、各振動子を振動させて前記薄膜の膜厚を検知するための駆動手
段と、を有することを特徴とする膜厚検知装置。
【請求項２】
　前記再生手段は、各振動子に付着した蒸着材料を加熱によって脱離させる加熱手段と、
蒸着材料の沸点以下に保持されて、前記加熱手段によって脱離された蒸着材料を付着させ
るシールドと、を有することを特徴とする請求項１記載の膜厚検知装置。
【請求項３】
　前記移動手段は、前記複数の振動子を保持して回転可能な振動子ホルダーを有し、前記
振動子ホルダーの回転によって各振動子を前記作動位置と前記不作動位置に交互に移動さ
せることを特徴とする請求項１又は２記載の膜厚検知装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３いずれか１項記載の膜厚検知装置と、蒸着材料を蒸発させて被蒸着基
板に蒸着させる蒸着源と、前記被蒸着基板を保持する基板保持手段と、を備えたことを特
徴とする蒸着装置。
【請求項５】
　蒸着室内において蒸着材料を蒸発させ、被蒸着基板に薄膜を蒸着させる蒸着方法におい
て、
　前記蒸着室内に配置された振動子の重量変化を測定することによって、前記被蒸着基板
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に蒸着される薄膜の膜厚を検知する測定工程と、
　前記振動子に付着した蒸着材料を前記蒸着室内に配置された再生手段によって脱離させ
る再生工程と、を有し、
　前記振動子による前記測定工程と前記再生工程とを交互に行うことを特徴とする蒸着方
法。
【請求項６】
　前記再生工程の間は、前記振動子とは異なる振動子によって前記測定工程が行われるこ
とを特徴とする請求項５に記載の蒸着方法。
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